





素。提出了基于CCD 成像技术在线动态测量非球面的表面精度, 研究了在线动态测量控制的结构方案, 建立了基于CCD 作
为测量环节的计算机控制光学表面成形系统, 提出了对表面精度的加工采用宏观形貌和微观形貌分段测量与控制的方法。
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Abstract　T he app licat ion of h igh2accuracy aspherical surface has a w ide and po ten t ial p ro spect. Surface p recision
m easurem ent and compensat ion con tro l w hen aspherical surface m ach in ing are the key facto rs fo r rest rict ing its
m ach in ing p rocess. T h is paper brings fo rw ard on2line dynam ic m easurem ent of aspherical surface p recision based
on charge coup led device (CCD ) im aging techno logy, studies the construct ional schem e of on2line dynam ic m ea2
surem ent and contro l, sets up computer con tro lled op t ical surfacing (CCO S) system adop ted CCD as m easuring
part and gives the m ethods of m easuring and contro lling the m acro scop ical mo rpho logy and m icro scop ical one re2
spect ively w hen surface m ach in ing.






工精度要求特别高[ 1 ]。本文采用一种基于CCD 为核心
部件的非球面表面精度测量机构, 构成以CCD 为测量
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基于CCD 的CCO S 系统框图如图 2 所示。




角为 20 度的彩色面阵CCD 摄像机对非球面表面进行
























P (x, y, t) ——磨头对该点垂直作用的压力
V (x, y, t) ——磨头相对工件的运动速度
在保持磨头运动速度V (x, y, t)不随时间变化, 并
使压力 P (x, y, t)处处保持恒定, 且垂直作用于被加工
物件的表面时, 磨头单位去除函数为:










差较大, 不能满足定量精确测量并提供指导CCO S 的
数据。将非球面的数学模型数字化后形成一系列的空
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